NOVY PRiSTROJ CEITEC
UMOZNUJE HLUBSI _
POHLED DO NANOSVETA

+++
VYZKUMNICI VEDECKEHO CENTRA CEITEC

NA VUT V BRNE ROZSIRILI VYBAVENI SVYCH
SPOLECNYCH LABORATORI O NOVY PRiSTROJ,
JiMZ JE DVOUSVAZKOVY KOMBINOVANY MI-
KROSKOP LYRA3 XMH. TEN SPOJUJE TECHNI-
KU RASTROVACi ELEKTRONOVE MIKROSKOPIE
SEM (Z ANGLICKEHO SCANNING ELECTRON
MICROSCOPY) S METODOU FOKUSOVANE-

HO IONTOVEHO SVAZKU FIB (Z ANGLICKE-
HO FOCUSED ION BEAM). V MIKROSKOPU

SE POD VHODNYM UHLEM KRiZi SVAZKY
IONTU A ELEKTRONU VE ZKOUMANEM MISTE
DOPADU. VEDCI TAK MOHOU ANALYZOVAT,
UPRAVOVAT, PROTOTYPOVAT A DOKON-

CE | MIKROOBRABET VZORKY O VELIKOSTI
TISICKRAT MENSIi, NEZ JE LIDSKY VLAS. LYRA3
XMH BYL VYROBEN FIRMOU TESCAN, A. S.,
NA MiRU VEDCUM Z PROGRAMU POKROCILE
NANOTECHNOLOGIE A MIKROTECHNOLOGIE
CENTRA CEITEC A DiKY KOMBINACI NEKOLIKA
TECHNOLOGIi PATRi K UNIKATUM V OBLASTI
ELEKTRONOVYCH MIKROSKOPU.

+++

Vzajemné spojeni metody FIB s rastrovaci
elektronovou mikroskopii SEM je intenzivné
vyvijeno a pouzivano v ramci spoluprace védec-
ké skupiny prof. Tomase Sikoly centra CEITEC
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na VUT a firmy Tescan, a. s. Brnénsky Tescan
spole¢né s americkou firmou FEI patfi mezi
pfedni vyrobce téchto sofistikovanych zafizeni.
Obé vyrobni spole¢nosti maji v Brné své vyvo-

jové a vyrobni kapacity.

Samotné zafizeni s fokusovanym iontovym
svazkem se sklada z iontového zdroje a elektro-
magnetickych ¢ocek, které fokusuji (zaosttuji)
iontovy svazek na povrch vzorku. Iontové zdroje
se lisi podle principu své ¢innosti. Pro FIB se nej-
Castéji vyuzivaji autoemisni iontové zdroje, které
pracuji s ionty galia. Galium je ve zdroji v teku-
tém stavu a smaci hrot wolframové elektrody.
Vysoké napéti aplikované mezi touto hrotovou
elektrodou a extrakéni elektrodou vyvola silné
elektrické pole, které vytrhava ionty galia z hro-
tu elektrody. Svazek iontt je nasledné fokusovan

a rastrovan po povrchu vzorku.

Ionty galia jsou pro metodu FIB vhodné také
diky své relativné vysoké hmotnosti. Dobte
odprasuji material vzorku. Nevyhodou jejich
pouziti je kontaminace fezu galiem. V aplika-
cich, kde je kontaminace galiem neZzadouci, se
pouzivaji iontové svazky inertnich plynda, které
s materidlem vzorku reaguji podstatné méné.

DuleZitou soucasti zatizeni jsou korekéni prvky

(tzv. clonky, kvadrupély a oktupdly), které slou-
71 k zaostfeni svazku a ke korekci jeho chroma-
tickych a sférickych vad.

Fokusovany iontovy svazek dale umozriuje me-
todu selektivniho leptani pomoci iontt s velkou
energii, ktera se vyuziva v oblasti nanotechno-
logii. Povrch vzorku je bombardovan pomoci
velkého mnozstvi iontl urychlenych elektrickym
polem s napétim 30 kV, zaostfenych do tzké-
ho svazku s primérem do 50 nm. Dopadajici
ionty vyrazeji pivodni atomy vzorku a dochazi
k vytvareni velmi uzkého krateru. Skenovanim
iontového svazku lze povrch fezat v libovol-
ném misté. Hlavnimi aplikacemi jsou vyroba
nebo oprava litografickych masek pouzivanych
v mikroelektronice pfi ptipravé plo§nych spoji
a pfiprava ultratenkych vzorku pro prozafovaci

elektronovou mikroskopii.

Kombinace technik FIB a SEM navic umoziuje
zobrazeni pribéhu iontového leptani v redlném

¢ase pomoci elektronové mikroskopie.

Diky své vysoké rozliSovaci schopnosti, ktera
je dana pramérem stopy iontového svazku, tak
pristroj nachazi hojné uplatnéni v materialo-

vém vyzkumu.

text Ing. Petr Dvorak a Mgr. Katefina Kotulanova, CEITE(!
foto Katefina Kotulanova
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Summary:

For their laboratories, researchers at
the BUT Central European Institute

of Technology received LYRA3 XMH,

a new dual-beam microscope combi-
ning Scanning Electron Microscopy
(SEM) and Focused Ion Beam (FIB)
methods. Manufactured and customi-
zed by Tescan, a. s. as part of a CEITEC
Advanced Nanotechnology and Micro-
technology programme, LYRA3 XMH is
unique among electron microscopes.
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